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1. はじめに：  我々は導電性基板に絶縁性のポリスチレン（PET）膜を密着させて軟Ｘ線を照射すること

により試料電流を容易に計測できることを見出し，全電子収量(TEY)法による絶縁性薄膜の軟Ｘ線吸収

測定が簡便にできること示した[1,2]。今回は，本現象が膜内を透過するＸ線ビームに沿って導電性パス

が形成されることによって膜厚方向に導電性が生じることを検証した。  

2. 実験：  膜厚方向の導電性を確認する実験として，3 種類の実験を行った。(1)金を蒸着した 0.7µm 厚

の PET 膜を使い，Au 側(Au/PET)と PET 膜側(PET/Au)から軟Ｘ線を照射して TEY を測定した。(2) 軟Ｘ

線を照射しつつ PET 膜の膜厚方向に対する電圧（V）と試料電流（I）を測定し，膜厚方向の抵抗率を測

定した。(3) PET 膜の厚さと試料電流との相関を測定した。これらの TEY-XAS 測定は，Advanced Light 

Source（ALS）の BL-6.3.2 で行った。 

3. 結果と考察：  (1) PET/Au の TEY 測定から，膜裏面の Au 膜から生じる TEY に膜表面の PET 膜の

TEY が重畳していることがわかっ

た。(2) 膜厚方向の I-V 相関は

直線性を示し，軟Ｘ線ビーム照

射領域の抵抗率が 107Ωcm 程

度に低下することを明らかにし

た。(3) TEY 強度は PET 膜の膜

厚に対して指数関数的に減少

し，ランベルトベールの法則に従

うことがわかった(Fig. 1)。以上の

実験結果から，導電性基板に密

着させた絶縁性膜では，軟Ｘ線

照射によって膜厚方向に導電性

パスが形成されることを明らかに

した。 
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